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Przyrzad do samoczynnego od mrazania rur latarn gazowych

Udzielono patentu z mocg od dnia 6 sierpnia 1953 r.

Przyrzad stanowigcy przedmniot wymalazku, po-
zwala na samoczynne dozowanie spirytusu lup in-
nego plynu do odmrazania rur latarn gazowych
zamiast stosowanego obecnie recznego wlewania
spirytusu z banki lub butelki do wyzej wymienio-
nych rur,

Gaz, wypeiajacy miejska sie¢ gazowy, zawiera
pare wodng ktéra w okresie mrozow. ckraplajac
sig, zamarza na wewnegtrznej powierzchni rur,
poddanych dzialaniu temperatury atmosfery.
W ten sposéb rury latarn gazowych w miejscu
wynurzenia sie na powierzchnie ziemi obmarzajg
wewnatrz, co zmniejsza ‘ich przekroje robocze
a nastepnie powoduje przerwe w doptywie gazu
do palnikéw latarnianych. Przez wlewanie do rur
spirytusu, ktéry przy mieszaniu sie z woda wy-

dziela cieplo, i ktérego roztwdér posiada wyzszy

punkt krzepnigcia, odmraza si¢ rury gazowe.

*) Wiascidiel patentu oSwiadezyl, ze tworcg wy-
nalazku jest Ryszard Glow{jcki.

Na rysunku fig. 1 przedstawia widok boczny
glowicy latarni gazowej wraz z zainstalowanym
przyrzadem wedlug wynalazku, fig. 2 — widok
boczny samego przyrzadu w wiekszej skali, fig.
3 — przekr6j osiowy przyrzadu, a fig. 4 — je-
go widok z gory.

Cylindryczny zbiornik A =z pokrywa posiada
umieszczong osiowo tulejke, przez ktéra przewle-
czony jest ruchomy trzepienn 1, zakoiczony w gor- -
nej czesci siodetkiem dla obcigznikéw regulujg-
cych K (fig., 11 3),

W Srodkowej czeSci jest on zaopahrzony W na-
kretke membranowa S, ktérg dociska membrane
skérzang H, za§ w czeSci dolnej posiada dospa-
wane réwnolegle piytki G, zaapatrzone w skosny
wykroj prowadniczy.

Cylinder A jest ozadzony na dolnej cylindy
nej czesci przyrzadu, obejmujgcego komore n-}em-
branowa M oraz komore iglicowg O.

Na dnie komory iglicowej O, zamocowangj na
$ruby, znajduja sie dwa wsporniki iglicowe F z ot-



woramd, “w- ktérych moze przesuwaé sig iglica E,
zaopatrzona w dwa koleczki Ep prowadzone w
skoénych 'wykrojach prowadniczych plytek G.
Cylinder A polaczony jest z komorg iglicowa
.O za pomocy rurki B, kolanka C z wkreocony -$ru-

bg regulujgca D i nasadki wlewowej P, do kt6rej
dotyka ostrze iglicy E. W dnie komory iglicowej -~ -

i na obwodzie dospawane rurki gazowe LYi L,
umozliwiajg podiaczemie przyrzadu do $rodko-
wego i bocznego doplywu rurowego do latami. .
Przyrzad dziala w sposéb opisany ponizej,
Po zdjeciu pokrywy i nalaniu do zbiomika A spi
rytusu, samoczynne dzialanie przyrzadu zaohodz.l
w ten sposéb, ze pod wplywem postgpujacego ob-
marzania rury doplywowej przekréj jej zmniejsza
sie i ci$nienie gazu spada. Spadek ten udziela sie
poprzez rurke L lub L' i komore iglicowa O mem-
branie H, ktéra opada na dol, pociagajac za soba
trzepienn I wraz zplytkami G. Plaszczyzny wew-
netrzne wykroju skoSnego plytek G naciskajg na
kolek Ep iglicy E i odsuwaja jej ostrze od wylotu

nasadidi P, otwierajac droge doplywu spirytusu ze

zblornika A do komory iglicowej O i dalej do rur-
rek L lub L1, lgczacych sie z gléwng rura dopty-
- wowg. Po odmrozeniu rury, proces postepuje W
- odwrotnym kierunku. Ci$nienfe gazu wzrasta
przymykajac otwér nasadki P i przerywajac do-

plyw spirytusu, S$clekajacego ze zblornika A do
komory iglicowej O i rurek L lub L'

Zastrzezenla patentowe

1. Przyrzad do samoczynnego odmrazania rur
latarn -gazowych przez wlewanie spirytusu do
zam:rlozotiych rur doplywu gazowego, znamien-
ny tym, ze posiada membrane (H) poddawang
dzialaniu ci$nienia roboczego gazu, osadzong

" sna przesuwalnym osiowo trzpieniu (I), zaopa-

trzonym w dolnej czeSci w plytkj (G) ze skos-
nymi wykrojami prowadniczymi, z ktéorymi
wspélpracuja koleczki (Ep) iglicy (E) o ruchu
wzdluznym prostopadtym do ruchu trzpienia
(I) stuzgcej do zamykania i otwierania otworu
nasadki (P), doprowadzajacej spirytus ze zbior-
nika (A) do odmrazanych rur.

2, Przyrzad wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze
trzpien (1) jest zakonczony w gérnej czesci
siodetkiem do osadzania obcigznikéw (K) stu-
zacych do nastawiania zespolu roboczego na 2a-
‘dane ci$nienie krytyczne gazu,
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